DEUTSCHE NORM Mai 2018

DIN ISO 10110-7

=
Z

ICS 01.100.20; 37.020 Ersatz fir
DIN ISO 10110-7:2009-06

Optik und Photonik -
Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme -
Teil 7: Oberflaichenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2017)

Optics and photonics -
Preparation of drawings for optical elements and systems -
Part 7: Surface imperfections (ISO 10110-7:2017)

Optique et photonique -
Indications sur les dessins pour éléments et systemes optiques -
Partie 7: Imperfections de surface (ISO 10110-7:2017)

Gesamtumfang 19 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)
DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG)

| . W
UUUUI ] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Pl .
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. W;NW din. de Docu m#}HIMH'ﬂlHyHH "}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin beuth.de
ww.beut 2833720

Full document details: DIN ISO 10110-7:2018-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-7-2018-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-7-2018-05

DINISO 10110-7:2018-05

Inhalt

Seite
A L 00 4 T Lo 0 T ) o 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4
0] a4 o 5
EINIEITUNG ..ot s A s AR 6
1 ANWeNdUNGSDErEiCh .. ————————————— 7
2 Normative VerweiSungen.......ccuwusmsmsssssssmssssssssssssssssssssssass
3 3T o2 g i
4 ZeiChNUNGSANGADEIN c...cuceiesiinscssistsssissmssss s s RR RS AR AR RA AR RS AR E R R AR R 9
4.1 BN ¥ 14 1<) 10 LT 9
4.2 Abmessungs-Spezifikationsmethode fiir optische Elemente und Baugruppen 9
4.2.1 Maximal zulissige Oberflichenunvollkommenheiten ..........———— 9

4.2.2 Angabe der Oberflichenunvollkommenbheit fiir die Abmessungs-Spezifikationsmethode.......12
4.2.3 Unvollkommenheiten mit einer niedrigeren Stufenzahl in der

Abmessungs-Spezifikationsmethode.........c.cocnnnnnncsnssnn. 12
4.2.4 Hiufungen von Oberflichenunvollkommenheiten in der
Abmessungs-Spezifikationsmethode.........cccooiiiiin. 13
4.2.5 Priifverfahren fiir die Abmessungs-Spezifikationsmethode..........cccoorirrirrssssnsssmssssns 13
4.3 Sichtbarkeits-Spezifikationsmethode fiir optische Elemente und Baugruppen..........cunnns 14
4.3.1 Maximal zulissige Oberflichenunvollkommenheiten ..........——— 14
4.3.2 Unvollkommenheiten der Sichtbarkeitsspezifikation mit einer niedrigeren Stufenzahl.......... 16
4.3.3 Haiufungen der Sichtbarkeitsunvollkommenheiten ........cu————— 17
4.3.4 Priifverfahren fiir die Sichtbarkeit ... 17
4.4 L0 ol N 0 e o LT 17
LiteratuUrNINWeISe.. i e 19
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 10110-7:2018-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-7-2018-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-7-2018-05

DIN ISO 10110-7:2018-05

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Unterkomitee ISO/TC172/SC1 ,Fundamental standards“
(Sekretariat: DIN, Deutschland) unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Fiir die deutsche
Mitarbeit ist der DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss
NA 027-01-02 AA ,,Grundnormen der Optik“, Arbeitskreis ,Zeichnungen fiir die Optik“, zustandig.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 9211-1 sieche DINIS09211-1

ISO 10110-1 siehe DINISO 10110-1

ISO 14997 sieche  DINISO 14997
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 10110-7:2009-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) eine zusadtzliche Notation wurde hinzugefiigt, die die Spezifikation einer maximal zuldssigen Breite fiir
Unvollkommenheiten erlaubt;

b) lange Akkumulierungsvorschriften fiir Unvollkommenheiten wurden korrigiert, um mit der
Renard-Serie fiir Stufen libereinzustimmen;

c) die Regeln fiir die Bestimmung von Haufungen wurden klarer formuliert;
d) die Notationen und Bedeutungen der Priifverfahren wurden klarer formuliert;

e) eine zusatzliche Notation wurde hinzugefiigt, die die Verwendung einer weit verbreiteten Spezifikation
fiir Kratzer und Locher (en: digs) fiir kosmetische Oberflichenunvollkommenheiten zulésst;

f) zusitzlich wurden einige Anderungen vorgenommen, um dieses Dokument den in ISO 14997
beschriebenen Priifmethoden fiir Oberflichenunvollkommenheiten anzugleichen, und es wurden
diverse redaktionelle Korrekturen im gesamten Dokument vorgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 3140: 1958-10

DIN 3140-7: 1969-03,1978-10

DIN 3140-10: 1978-05

DIN 58170-54: 1980-10

DIN ISO 10110-7: 2000-02, 2009-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9211-1, Optik und Photonik — Optische Schichten — Teil 1: Begriffe

DIN ISO 10110-1, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 1: Allgemeines

DIN ISO 10110-2, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 2: Materialfehler; Spannungsdoppelbrechung

DIN ISO 10110-3, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 3: Materialfehler; Blasen und Einschliisse

DIN ISO 10110-4, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 4: Materialfehler; Inhomogenitdten und Schlieren

DIN ISO 10110-5, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 5: Oberfldchenformtoleranzen

DIN ISO 10110-6, Optik und Photonik— Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 6: Zentriertoleranzen

DIN ISO 10110-8, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 8: Oberfldchengtite; Rauheit und Welligkeit

DIN ISO 10110-9, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 9: Oberfldchenbehandlungen und Beschichtungen

DIN ISO 10110-10, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 10: Darstellung in Tabellenform

DIN ISO 10110-11, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 11: Allgemeintoleranzen fiir Werte ohne Toleranzangabe

DIN ISO 10110-12, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 12: Asphdrische Oberflidchen

DIN ISO 10110-14, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 14: Toleranzen fiir Wellenfrontdeformationen

DIN ISO 10110-17, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 17: Zerstorschwelle fiir Laserstrahlung

DIN ISO 10110-19, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 19: Allgemeine Beschreibung von Oberfldchen und Komponenten

DIN ISO 10110 Bbl 1, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme;
Beiblatt 1: Gegeniiberstellung DIN 1SO 10110 — DIN 3140, Stichwortverzeichnis

DIN ISO 10110-5 Bbl 1, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente
und Systeme — Teil 5: Passfehler; Passfehlerpriifung mit Probegldsern

DIN ISO 14997, Optik und Photonik — Priifverfahren fiir Oberfldchenunvollkommenheiten optischer Elemente
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO und IEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren. Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden
sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe
www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172, Optics and Photonics, Unterkomitee SC 1,
Fundamental Standards, erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 10110-7:2008), die technisch iiberarbeitet wurde.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— eine zusatzliche Notation wurde hinzugefiigt, die die Spezifikation einer maximal zuldssigen Breite flr
Unvollkommenheiten erlaubt;

— lange Akkumulierungsvorschriften fiir Unvollkommenheiten wurden korrigiert, um mit der Renard-
Serie fiir Stufen ilibereinzustimmen;

— die Regeln fiir die Bestimmung von Haufungen wurden klarer formuliert;
— die Notationen und Bedeutungen der Priifverfahren wurden klarer formuliert;

— eine zusatzliche Notation wurde hinzugefiigt, die die Verwendung der weit verbreiteten Spezifikation
fiir Kratzer und Locher (en: digs) fiir kosmetische Oberflaichenunvollkommenheiten zulasst;

— zusitzlich wurden einige Anderungen vorgenommen, um dieses Dokument den in ISO 14997
beschriebenen Priifmethoden fiir Oberflichenunvollkommenheiten anzugleichen, und es wurden
diverse redaktionelle Korrekturen im gesamten Dokument vorgenommen.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 10110 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Eine ortlich begrenzte Oberflichenunvollkommenheit, wie etwa ein Loch (en: dig) oder ein Kratzer, die
durch Handhabung oder Herstellung entstanden ist, kann die wahrgenommene Qualitidt eines optischen
Bauteils vermindern. In manchen Fallen werden Oberflichenunvollkommenheiten nach ihrer Sichtbarkeit
spezifiziert und in anderen Fallen nach ihrer Grofse.

Eine visuelle Dunkelfeld-Priifung zeigt die Lage sehr kleiner Unvollkommenheiten. Die Verwendung eines
Vergleichsnormals fiir Helligkeit, zusammen mit den vom Hersteller und dem Anwender vereinbarten
Toleranzklassen, erlaubt die Einteilung einer Unvollkommenheit in annehmbar oder nicht annehmbar.
Dieser Form der subjektiven Priifung, basierend auf der Sichtbarkeit oder einer visuellen Beurteilung der
Helligkeit oder anscheinender Grof3e, mangelt es, obwohl sie wirtschaftlich und schnell ist, an Prazision.

In jenen Féllen, in denen die Gréfle und nicht die Helligkeit von Bedeutung ist, werden
Oberflaichenunvollkommenheiten = nach dem von  ihnen  betroffenen  Bereich  festgelegt
(Abmessungsbeurteilung). In diesem Fall ist eine visuelle Beurteilung unter Verwendung eines
Vergleichsnormals fiir Abmessungen immer noch méglich, jedoch fehlt es an der Préazision, die fiir manche
Anwendungen bendtigt wird. Eine Messung ist nur als zweite Phase eines Verfahrens nach einer visuellen
Priiffung erforderlich, die notwendig ist, um die Lage zu bestimmen und eine untersuchungswiirdige
Oberflachenunvollkommenheit auszuwéhlen. In solchen Fallen ist eine Zeichnungsnotation, die die
Priifklasse angibt, erforderlich und kann der Spezifikation hinzugefiigt werden.
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